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(57)摘要

本发明提供了一种MEMS麦克风，包括具有背

腔的基座，与所述基座间隔设置的振膜，和覆盖

于所述振膜上且与所述振膜间隔有内腔的背板；

所述背板包括固定部和由所述固定部围绕并与

之相连的主体部，所述主体部的中心区域向远离

所述振膜的方向隆起形成凸起部。凸起部的存

在，增大了主体部与振膜的距离，当声波气流通

过声学孔进入内腔后，声波气流在凸起对应的内

腔中流速小于内腔的平均气流流速，从而减小了

压膜阻尼，进而减少了MEMS麦克风的机械噪声。
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1.一种MEMS麦克风，所述MEMS麦克风包括具有背腔的基座，与所述基座间隔设置的振

膜，和覆盖于所述振膜上且与所述振膜间隔有内腔的背板；其特征在于，所述背板包括固定

部和由所述固定部围绕并与之相连的主体部，所述主体部的中心区域向远离所述振膜的方

向隆起形成凸起部。

2.根据权利要求1所述的MEMS麦克风，其特征在于，所述主体部到所述振膜的距离自所

述主体部的中心位置向所述固定部方向逐步递减。

3.根据权利要求2所述的MEMS麦克风，其特征在于，所述凸起部为圆弧面状。

4.根据权利要求2所述的MEMS麦克风，其特征在于，所述主体部上贯穿开设有多个间隔

的声学孔。

5.根据权利要求1所述的MEMS麦克风，其特征在于，所述振膜与所述背板之间设有第一

绝缘层，所述固定部与所述第一绝缘层固定连接。

6.根据权利要求1所述的MEMS麦克风，其特征在于，所述振膜与所述基座之间设有第二

绝缘层以及若干刻蚀阻挡墙。
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一种MEMS麦克风

【技术领域】

[0001] 本发明涉及声学技术领域，特别涉及一种MEMS麦克风。

【背景技术】

[0002] 现有技术的MEMS(Micro  Electro  Mechanic  System，微型机电系统)麦克风在基

座上间隔设置有振膜，在振膜上方再间隔内腔设置有背板。振膜和背板相互平行，构成了平

板电容系统。当声波气流进入背板和振膜之间的内腔时，声压作用于振膜引起振膜运动，这

种运动改变薄膜与背板之间的距离，进而改变电容并最终转化为电信号，最终实现麦克风

的相应功能。然而，由于振膜与背板间的内腔较小，空气流动时靠近振膜与背板边缘的气流

速度小于内腔中心区域的气流速度，即空气在振膜与背板之间流动时存在压膜阻尼。而压

膜阻尼对MEMS芯片的动态响应影响很大，阻尼越大，则机械噪声越大。

[0003] 因此，有必要提供一种MEMS麦克风，解决MEMS芯片中压膜阻尼较大的情况。

【发明内容】

[0004] 本发明的目的在于提供一种MEMS麦克风。

[0005] 本发明的技术方案如下：该MEMS麦克风包括具有背腔的基座，与所述基座间隔设

置的振膜，和覆盖于所述振膜上且与所述振膜间隔有内腔的背板；所述背板包括固定部和

由所述固定部围绕并与之相连的主体部，所述主体部的中心区域向远离所述振膜的方向隆

起形成凸起部。

[0006] 更优地，所述主体部到所述振膜的距离自所述主体部的中心位置向所述固定部方

向逐步递减。

[0007] 更优地，该凸起部为圆弧面状。

[0008] 更优地，所述主体部上贯穿开设有多个间隔的声学孔。

[0009] 更优地，所述振膜与所述背板之间设有第一绝缘层，所述固定部与所述第一绝缘

层固定连接。

[0010] 更优地，所述振膜与所述基座之间设有第二绝缘层以及若干刻蚀阻挡墙。

[0011] 本发明的有益效果在于：背板主体部的中心区域向远离所述振膜的方向隆起形成

凸起部，使得该背板具有凸起部的位置与振膜之间的距离大于背板与振膜之间的平均距

离。此设计使得凸起部所对应的内腔中的空气流速小于内腔的平均气流，进而降低内腔中

的压膜阻尼，降低MEMS芯片的机械噪声。

【附图说明】

[0012] 图1为本发明实施例一提供的一种MEMS麦克风的剖面图。

【具体实施方式】

[0013] 下面结合附图和实施方式对本发明作进一步说明。
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[0014] 参见图1，在本发明的实施例一中，该MEMS麦克风包括具有背腔11的基座1和依次

设置于基座1表面上的振膜2、背板4。

[0015] 背板4包括固定部46和由固定部46围绕并与之连接的主体部45，背板的固定部46

即背板4的边缘，其中，主体部45间隔设置。背板4与振膜2之间设有第一绝缘层6，从而将背

板4与振膜2隔离开，固定部46与第一绝缘层6固定连接。

[0016] 振膜2与基座1之间设置有第二绝缘层21，从而将振膜2与基座1隔离开，第一绝缘

层6至少部分覆盖第二绝缘层21。振膜2的边缘通过第二绝缘层21与该基座1相连接，振膜2

只有边缘端与该第二绝缘层21连接，振膜2未与第二绝缘层21固定连接的位置都可以进行

自由振动，也就是说振膜2的中心区域可以自由振动，保持振膜2的振动效果。由于第二绝缘

层21设置在振膜2与基座1之间，使得振膜2与基座1间隔形成间隙。增大了振膜2振动的位移

空间。

[0017] 背板4(即主体部45)与振膜2之间形成内腔3，内腔3中存在电容。当振膜2振动时，

改变内腔3在垂直于该振膜2方向的高度，进而改变内腔3的电容值，电容的变化转化为数字

信号，最终实现麦克风的功能。

[0018] 在变更实施例中，振膜2与基座1之间还可以设置有若干刻蚀阻挡墙5，刻蚀阻挡墙

5可以确保可能出现在制造工艺中的蚀刻工艺的可靠停止，从而保护第二绝缘层21不会被

刻蚀掉。若干个刻蚀阻挡墙5间隔设置，每两个刻蚀阻挡墙5之间设有第二绝缘层21。第二绝

缘层21与刻蚀阻挡墙5共同支撑振膜2，使振膜2与基座1间隔形成间隙。刻蚀阻挡墙5通常可

由例如氧化物、热氧化物、或TEOS制成。其厚度可以在0.1至1μm之间。

[0019] 进一步地，背板4具有至少一个朝远离振膜2的方向隆起的凸起部41。在一实施方

式中，主体部45的中心区域向远离振膜2的方向隆起形成有一个凸起部41；背板4与振膜2之

间的内腔3中存在电容，当振膜2发生振动时，振膜2与背板4之间的距离发生变化，使得内腔

3中的电容发生变化，构成内腔3电容的振膜2上的电位就会发生变化，变化的电位转换成电

信号。

[0020] 具体的，凸起部41的中心轴与主体部45的中心轴相重合，主体部45到振膜2的距离

自主体部45的中心位置向固定部46方向逐步递减。背板4从与第一绝缘层6的连接位置处开

始向远离振膜2的方向隆起形成凸起部41，凸起部为圆弧面状，凸起部41的隆起直至达到主

体部45的中心区域的顶点。由于凸起部41的中心轴与该主体部45的中心轴相重合，使得凸

起部41的中心与振膜2的距离达到最远，即内腔3在中心轴上具有最大高度。当声波气流经

过声学孔42进入内腔3后，由于主体部45的中心区域向上隆起，使得内腔3的中心容积增大，

声波气流在内腔3中心处的流速不大于在内腔3内的平均流速，使得内腔3中的压膜阻尼减

小到可以忽略，进而减少MEMS麦克风的机械噪声。

[0021] 更优地，在该背板4的主体部45上均匀设置有贯通背板4的声学孔42，声学孔42连

通内腔3与外界环境的大气，声学孔42是较小的通孔，使得声波气流可以进入或流出内腔3，

声学孔42均匀的分布在该背板4上，当声波气流传输过来，声波气流穿过声学孔42进入内腔

3。

[0022] 更优地，该背腔11的截面为倒等腰梯形。背腔11内具有大气压强，当振膜2振动后

背腔11内的压力不变，保持振膜2的自由振动。

[0023] 通过在具有背腔11的基座1上间隔第二绝缘层21而设置振膜2，使得振膜2与基座1
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之间存在空隙，保证振膜2具有足够的振动空间。在振膜2上方间隔内腔3而设置带声学孔42

的背板4，在背板4上隆起形成的凸起部41。由于振膜2和背板4之间具有内腔3，凸起部41增

大了内腔3在中心轴上沿垂直于振膜2方向的高度，当声波气流通过声学孔42进入内腔3后，

声波气流在内腔3中流动，在内腔3的中心区域由于高度增加至大于内腔3的平均高度，从而

降低内腔3中心区域的气流流速，进而减少内腔3中心区域的压膜阻尼内腔3中的压膜阻尼

被降低后，MEMS麦克风的机械噪声也被降低。

[0024] 以上所述的仅是本发明的实施方式，在此应当指出，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明创造构思的前提下，还可以做出改进，但这些均属于本发明的保护范

围。
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图1
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